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摘要　以斜率检测的面形重构算法为基础，结合导轨指向误差的实验标定结果，分析了导轨指向误差来源对实际

检测结果的影响，并对理论分析进行了数值仿真与补偿。结果表明，基于扫描哈特曼原理的波前检测技术对高频

误差不敏感；通过拟合低频误差可提高波前检测精度。该研究结果对波前检测技术的工程应用具有重要指导

意义。
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１　引　　言
随着人们对光学系统分辨率和成像质量要求的大幅度提升，新一代光学系统的口径不断增大［１］，这大大

增加了大口径光学系统波前检测的难度［２－３］。传统的大口径光学系统检测技术通常利用高精度的大口径标
准元件，因此其在待检设备口径不断增大、精度要求不断提高的趋势下面临技术瓶颈［４］。为降低检测成本、
突破传统检测技术的口径限制，一种基于哈特曼原理的小口径单元扫描的检测方式受到广泛关注［５－８］。与传
统的哈特曼检测方式相比，该检测方式无需使用哈特曼屏或微透镜阵列。在二维导轨带动下，小口径平行光
管按照特定轨迹扫描遍历待检波前的全口径，将采样结果转化为波前斜率数据，从而得到实际待检波前信
息［９］。制约扫描检测技术精度的误差源包括采样密度选取、扫描子孔径尺寸、子孔径内光强分布和扫描单元
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指向误差等。其中指向误差对检测技术的实际应用至关重要，是目前扫描技术发展受限的主要原因之一，其
余三者对检测精度的影响主要表现为孔径滤波效应，对系统像差的影响较小。
本文基于扫描检测的基本原理，对指向误差的影响因素进行了理论分析，并根据仿真结果进行了导轨标

定补偿实验。补偿结果表明，低频误差产生的影响能得到很好的抑制，而高频残差对检测技术的精度影响较
小，该补偿结果满足工程要求。

２　波前解算原理与误差
２．１　扫描哈特曼检测原理与算法
与传统的哈特曼检测技术不同，扫描哈特曼斜率检测技术是利用小孔径扫描单元的运动扫描过程来实

现全口径的采样，按采样轨迹逐次获得对应子孔径的实际像斑。在实际检测工作中，常采用平行光管进行扫
描，其检测光路示意图如图１所示，其中ＰＭ为系统主镜，ＳＭ 为系统次镜，ＴＭ 为系统三镜。小口径平行光
管以扫描方式遍历系统通光口径，并分别成像于电荷耦合器件（ＣＣＤ）屏幕上，ＣＣＤ记录光斑用于波前解算。
由于扫描哈特曼技术可以直接利用系统ＣＣＤ进行数据存储，因此其更适合于组装完成的光学系统的波像差
检测。

图１ 平行光管扫描检测离轴三反系统光路示意图

Ｆｉｇ．１ Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ　ｄｉａｇｒａｍ　ｏｆ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｐａｔｈｓ　ｉｎ　ｏｆｆ－ａｘｉｓ　ｔｈｒｅｅ－ｍｉｒｒｏｒ　ａｎａｓｔｉｇｍａｔｉｃ　ｓｙｓｔｅｍ　ｗｉｔｈ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｃｏｌｌｉｍａｔｏｒ　ｔｅｓｔｉｎｇ

存储每个扫描点对应的实际像斑，进行波前解算。解算流程如图２所示［１０－１２］。

图２ 波前解算流程图

Ｆｉｇ．２ Ｆｌｏｗ　ｃｈａｒｔ　ｏｆ　ｗａｖｅｆｒｏｎｔ　ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

以二维运动导轨的水平和竖直方向为ｘ轴和ｙ轴方向，质心提取的常见算法为
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ｓｓ
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ｘ

ｄｘｄｙ＝Ｋｘ ＝Δｘｆ
１
ｓｓ

Ｗ　ｘ，（ ）ｙ
ｙ

ｄｘｄｙ＝Ｋｙ ＝Δｙ
烅

烄

烆 ｆ
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式中Ｓ为扫描单元对应的子口径区域，Ｗ（ｘ，ｙ）为实际波前的相位函数，Ｋｘ，Ｋｙ分别为实际波前在ｘ，ｙ方向
的平均斜率，Δｘ，Δｙ分别为实际像斑在ｘ，ｙ方向的偏移量，ｆ为焦距。对于利用平行光管扫描检测波前的技
术，ｆ为待检光学系统的焦距；对于利用自准直仪检测平面波前的技术，ｆ为自准直仪焦距。通过对每个扫描
点的光斑质心提取，结合由斜率解算波前的重构算法，即可还原待检波前的面形信息。扫描过程中光斑的
偏移情况如图３所示。
离散化后的质心提取公式为

１１１２０３－２



５３，１１１２０３（２０１６） 激光与光电子学进展 ｗｗｗ．ｏｐｔｉｃｓｊｏｕｒｎａｌ．ｎｅｔ

图３ 斜率检测光斑质心偏移示意图
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式中 ｘｃ，ｙ（ ）ｃ 为质心坐标，ｘ０，ｙ（ ）０ 为ＣＣＤ屏幕中央像元坐标，ｘｉ、ｙｊ为ｘ、ｙ方向上第ｉ、ｊ个点对应的坐标，

Ｄｘ、Ｄｙ 为光斑在ｘ、ｙ方向上的像素数，Ｉｉｊ 为特定像素的灰度值。
该算法对实际检测过程中的各种常见信号噪声（如光电噪声等）比较敏感，可通过设置阈值或增加权重

因子来减小噪声对质心提取精度的影响［１３－１４］。
波前重构主要通过模式法对低阶项进行拟合，即利用一组正交多项式的线性组合来描述空间中的特定

波前分布［１５－１７］。在光学检测技术中，一般采用Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式进行拟合。以Ｚ表示Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式在点
（ｘ，ｙ）处的偏导数矩阵，Ｃ表示对应的系数矩阵，则斜率矩阵为

Ｋ＝ＺＣ， （３）
由最小二乘法解算系数矩阵Ｃ，即在等式两端乘以Ｚ的转置矩阵ＺＴ：

ＺＴＫ＝ＺＴＺＣ， （４）
因此系数矩阵Ｃ的表达式为

Ｃ＝ ＺＴ（ ）Ｚ －１　ＺＴＫ。 （５）
斜率矩阵和原始波前的系数矩阵Ｃ的数值是相同的，故（５）式给出的系数矩阵可直接代入Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式进
行波前重构。
高阶的拟合残差可采用迭代的方式拟合。残差包含大量噪声信息，可用于探究误差源对检测精度的影响。

２．２　扫描哈特曼检测技术误差分析
质心提取算法难以完全消除的误差源包括背景噪声、光电噪声以及离散采样误差等，其幅值较小，且为

随机分布，对检测精度影响不大。波前重构算法中存在拟合残差，主要受多项式的阶次及边缘数据的影响。
扫描过程的单元指向误差与实验条件密切相关，可影响解算得到的波前低阶像差，直接决定检测技术的精度。
除震动等导致的随机指向误差之外，扫描过程的指向误差主要指扫描系统的导轨直线度缺陷引入的系

统误差，其对检测光路的影响如图４所示。对于米量级的导轨而言，指向误差的峰谷（ｆＰＶ）值达到数十甚至
上百角秒。指向误差的影响体现在子孔径偏差、视场偏差和光斑质心的直接偏移三个方面。子孔径偏差是
非直线扫描线引起的子孔径中心偏离量。系统主镜上的子孔径偏离量与指向角偏离量的关系为

ΔｘＰＭ ＝Ｄ·Δθｘ
ΔｙＰＭ ＝Ｄ·Δθ｛ ｙ

， （６）

式中Ｄ为扫描单元到主镜的距离，ΔｘＰＭ、ΔｙＰＭ 为ｘ、ｙ方向上的子孔径偏离量，Δθｘ、Δθｙ为ｘ、ｙ方向上的指向
角偏离量。在实际检测光路中，Ｄ 一般不超过１ｍ。在３０″的指向误差情况下，子孔径最大偏移量约为

０．１４ｍｍ，远小于扫描步长（约为６．３ｍｍ），此项误差可近似略去。对于一般待检光学系统而言，其有效视场
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图４ 扫描检测单元指向误差影响示意图
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角不小于１°，指向误差产生的视场偏差所导致的检测波前差异微乎其微。
光斑质心的直接偏移更为重要，其可能由随机指向误差和导轨系统误差共同引入。偏移量对检测结果

的影响如图５所示。

图５ 质心偏移对检测结果的影响

Ｆｉｇ．５ Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｏｆ　ｃｅｎｔｒｏｉｄ　ｏｆｆｓｅｔｓ　ｏｎ　ｔｅｓｔｉｎｇ　ｒｅｓｕｌｔｓ

实际检测中任意采样点的波前斜率表达式为

Ｋｘ，ｔｅｓｔ＝Ｋｘ，ｗａｖｅ＋Ｋｘ，ｒａｉｌ＋Ｋｘ，ｒａｎｄｏｍ ＝Δｘｆ

Ｋｙ，ｔｅｓｔ＝Ｋｙ，ｗａｖｅ＋Ｋｙ，ｒａｉｌ＋Ｋｙ，ｒａｎｄｏｍ ＝Δｙ
烅

烄

烆 ｆ

， （７）

式中Ｋｘ，ｔｅｓｔ和Ｋｙ，ｔｅｓｔ为检测得到的ｘ、ｙ方向的波前斜率，Ｋｘ，ｗａｖｅ和Ｋｙ，ｗａｖｅ为待检光学系统实际波前像差在扫
描子口径处的ｘ、ｙ方向的波前斜率，Ｋｘ，ｒａｉｌ和Ｋｙ，ｒａｉｌ为导轨在扫描点处的ｘ、ｙ方向的波前斜率，Ｋｘ，ｒａｎｄｏｍ 和

Ｋｙ，ｒａｎｄｏｍ 为随机误差引入的ｘ、ｙ方向的波前斜率。不难看出，随机指向误差和导轨系统误差的影响线性传递
到斜率矩阵中，且直接体现在光斑位置上，光斑质心算法的优化过程无法消除其影响。由于待检系统像质较
高，经过系统焦距放大的指向误差对其产生的影响往往很大。
由（７）式可知，对于理想的平面波前，光斑质心的偏移由导轨自身误差和随机指向误差构成，且满足

Δｘ＝ Ｋｘ，ｒａｉｌ＋Ｋｘ，（ ）ｒａｎｄｏｍ ·ｆ
Δｙ＝ Ｋｙ，ｒａｉｌ＋Ｋｙ，（ ）ｒａｎｄｏｍ ·｛ ｆ

。 （８）

　　对于以ＣＣＤ作为信号接收器的扫描哈特曼检测技术而言，ｆ为待检系统焦距。由此可知，对于焦距为

２０００ｍｍ的待检系统和像元尺寸为５μｍ×５μｍ的ＣＣＤ，３０″指向误差产生了约６０ｐｉｘｅｌ的光斑质心偏移，
严重影响了检测精度。

３　误差分析仿真与标定
３．１　波前重构算法精度分析
首先针对一离轴三反系统分析算法精度。小孔径平行光管沿图１所示的轨迹对待检系统的全口径进行
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采样，平行光经系统反射后在ＣＣＤ上成像。待检系统入瞳口径为２００ｍｍ，焦距为２０００ｍｍ，平行光管口径
为２０ｍｍ。待检系统的实际像差信息如图６（ａ）所示，波前像差的均方根为ｆＲＭＳ＝０．０５０λ（入射光波长λ＝
６３２．８ｎｍ）。此处所有波前图中的ｆＲＭＳ值与ｆＰＶ值均以λ＝６３２．８ｎｍ为单位。

图６ 系统像差。（ａ）实际像差信息；（ｂ）直接进行斜率拟合的像差信息

Ｆｉｇ．６ Ｓｙｓｔｅｍ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ．（ａ）Ａｃｔｕａｌ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；（ｂ）ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｙ　ｄｉｒｅｃｔ　ｓｌｏｐｅ　ｆｉｔｔｉｎｇ

对图６（ａ）中的波前信息直接求斜率矩阵，并反演波前得到图６（ｂ）所示的结果，图中ｆＲＭＳ约为０．０４７λ，

ｆＰＶ约为０．２７７λ。此时有效采样密度与实际波前信息相同，可利用其直接进行迭代计算以减小重构误差和
图６（ａ）中的像差。对比可知，波前重构算法具有较高的精度，可满足实际检测需求。实际检测过程与仿真
的区别主要体现在扫描孔径的滤波效应上。在实际检测过程中，利用相邻的圆域通光孔径可得到每个采样
点的斜率信息，这个过程本质上是一个圆形孔径的低通滤波过程。基于此，进一步对图６（ａ）中的结果进行
低通滤波处理，得到平滑处理后的波前图如图７（ａ）所示。选取的低通滤波口径与仿真检测采取的口径相
同。与图６（ａ）中的原始像差相比，图７（ａ）中的高阶信息明显减少。滤波后的波前ｆＲＭＳ≈０．０３４４λ。

图７ 滤波后的系统像差图。（ａ）实际像差滤波结果；（ｂ）无误差源模拟结果

Ｆｉｇ．７ Ｓｙｓｔｅｍ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｍａｐ　ａｆｔｅｒ　ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ．（ａ）Ａｃｔｕａｌ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔ　ａｆｔｅｒ　ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ；（ｂ）ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ

ｒｅｓｕｌｔ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｅｒｒｏｒ　ｓｏｕｒｃｅｓ

图７（ｂ）为基于扫描平行光管原理的仿真检测结果，采样密度设置为１２７×１２７。仿真检测结果去除了离
焦项和倾斜项，其低阶像差形式与图７（ａ）基本相同，波前ｆＲＭＳ≈０．０３４２λ。定义检测技术相对误差为仿真检
测波前ｆＲＭＳ值与经过低通滤波后的系统实际波像差ｆＲＭＳ的相对差异，即

δｒ＝ ｆＲＭＳ，ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ－ｆＲＭＳ，ｉｄｅａｌ
ｆＲＭＳ，ｉｄｅａｌ ×１００％， （９）

式中δｒ为相对误差，ｆＲＭＳ，ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ为仿真检测结果的像差均方根值，ｆＲＭＳ，ｉｄｅａｌ为理想像差滤波结果的像差均方
根值。以实际像差滤波结果的像差均方根值作为相对误差的参考真值。对于无误差源情况的仿真检测结
果，相对误差约为０．６％。仿真检测理想地还原了待检系统实际波前像差的低阶信息，相对误差较小，表明
波前重构算法和质心提取算法的精度满足实际工程要求。
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３．２　扫描单元随机指向误差的仿真
指向误差可以分为随机误差和有重复性的导轨直线度误差。对于随机误差，可假设其在两个扫描方向

上均随机出现，且幅值满足

Δθｘ，ｍａｘ＝２″

Δθｙ，ｍａｘ＝２｛ ″
。 （１０）

　　幅值选取的主要考虑因素包括实际检测技术实现难度和待检系统自身像差信息。在实验室条件下，对
米量级行程的二维导轨系统，两个方向在扫描全程中的指向误差的重复定位精度达到２″是可以实现的。对
于选取的待检系统，如此大幅度的随机误差对斜率矩阵的影响相当明显。引入随机误差前后的斜率矩阵如
图８所示。可以看到，在噪声的影响下，几乎已经无法辨认斜率矩阵自身的信息。在此基础上引入波前重构
算法并进行模拟检测。

图８ 斜率矩阵的变化。（ａ）（ｃ）理想情况下的斜率矩阵；（ｂ）（ｄ）加入随机误差后的斜率矩阵

Ｆｉｇ．８ Ｖａｒｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｌｏｐｅ　ｍａｔｒｉｘ．（ａ）（ｃ）Ｉｄｅａｌ　ｓｌｏｐｅ　ｍａｔｒｉｘ；（ｂ）（ｄ）ｓｌｏｐｅ　ｍａｔｒｉｘ　ｗｉｔｈ　ｒａｎｄｏｍ　ｅｒｒｏｒｓ

模拟检测结果如图９（ａ）所示。尽管随机误差的幅度已经完全湮没有效像差信息，仿真结果依然令人满
意。与图７（ｂ）中给出的仿真结果相比，低阶面形特征并无太大差别，验证了随机误差对检测技术的影响主
要是以高阶形式出现的理论。引入２″随机误差后的波前像差均方根值约为０．０３５λ，与滤波后的系统实际像
差相比，相对误差约为１．７％，表明此时的低阶像差检测精度依然满足实际工程要求。图９（ｂ）所示为低阶拟
合残差，ｆＲＭＳ值约为０．００８λ，分布形式杂乱，几乎不包含低阶像差信息。由此可知，对于无规则的噪声信息，即
使其幅值较大，依然不会对检测精度产生太大影响，检测技术对于实际条件的震动与气流等影响并不敏感。

图９ 加入随机误差的仿真结果。（ａ）随机误差为２″时的模拟结果；（ｂ）低阶拟合残差

Ｆｉｇ．９ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｉｔｈ　ｒａｎｄｏｍ　ｅｒｒｏｒｓ．（ａ）Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｈｅｎ　ｒａｎｄｏｍ　ｅｒｒｏｒ　ｉｓ　２″；

（ｂ）ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｅｒｒｏｒｓ　ｉｎ　ｌｏｗ－ｏｒｄｅｒ　ｆｉｔｔｉｎｇ
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３．３　导轨直线度引入的指向误差仿真
二维平动导轨可近似为两根互相垂直的导轨（以下分别称水平与垂直导轨为ｘ、ｙ导轨），在扫描过程中

独立引入各自具有重复性的指向误差。单条导轨的指向误差可由自准直仪等设备辅助标定，包含不同空间
频率分量，其中空间频率较低的分量以单一低阶像差的形式影响检测结果。对于线性导轨指向误差，其在检测
结果中表现为像散像差。设置ｘ、ｙ方向的线性指向偏差系数分别为０．５″和０．３″，仿真检测结果如图１０所示。

图１０ 加入线性指向误差的仿真结果与理想值。（ａ）（ｄ）（ｇ）加入误差后的仿真结果；（ｂ）（ｅ）（ｈ）理想值；（ｃ）（ｆ）（ｉ）二者之差

Ｆｉｇ．１０ Ｉｄｅａｌ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ａｎｄ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｉｔｈ　ｌｉｎｅａｒ　ｐｏｉｎｔｉｎｇ　ｅｒｒｏｒｓ．（ａ）（ｄ）（ｇ）Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｉｔｈ　ｌｉｎｅａｒ　ｅｒｒｏｒｓ；

（ｂ）（ｅ）（ｈ）ｉｄｅａｌ　ｒｅｓｕｌｔｓ；（ｃ）（ｆ）（ｉ）ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｔｈｅｓｅ　ｔｗｏ　ｋｉｎｄ　ｏｆ　ｒｅｓｕｌｔｓ

图１１ （ａ）低频周期性误差仿真结果及其 （ｂ）拟合残差

Ｆｉｇ．１１ （ａ）Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｉｔｈ　ｌｏｗ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ｅｒｒｏｒｓ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ（ｂ）ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｅｒｒｏｒ　ｆｉｔｔｉｎｇ

当选取的幅值系数远小于系统自身像差信息时，很难直接从斜率图中观察到检测结果差异。代入波前
重构算法，去掉拟合结果中的倾斜项和离焦项后，得到重构波前如图１０（ｇ）所示，其中ｆＲＭＳ为０．０３０λ。与图

１０（ｈ）中的理想情况（ｆＲＭＳ为０．０３４λ）相比，相对误差约为１１％，表明此时指向误差对扫描检测结果影响较
大，使检测精度难以满足工程需求。对于周期性的指向误差，选取傅里叶级数中的ｂｓｉｎ（２ｄｗ）项进行仿真，
其中ｂ为幅值系数，ｄ为导轨位置，ｗ为导轨总长决定的相位系数。ｘ、ｙ方向的幅值系数分别设置为０．３″和

０．２″，仿真结果如图１１所示。结果表明，低阶指向误差对检测技术影响很大，在极小的误差幅值下依然会产
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生足以湮没实际像差信息的偏差。在实际工程中，制造行程在米量级、全程指向误差优于０．３″的二维导轨
的成本极高，难度极大。因此，对低阶误差的标定拟合是有必要的。通过拟合，使得具有重复性的大幅值的
低阶指向误差得到补偿，仅留下中高频残差，这样可大大提高检测技术精度。

３．４　导轨误差标定与拟合
一般而言，行程为米量级的单条导轨，在其单程扫描过程中，载物平台的指向变化可达数十甚至上百角

秒。导轨单向运动的自身重复性可以达到１″以内的精度。由于导轨本身的形貌特点，这一指向变化通常是
连续、低频的，可以近似用简单的数学模型表示导轨直线度。利用自准直仪和小平面镜，可对单个导轨扫描
运动中的某一指向分量偏差进行简单标定。对行程为９００ｍｍ的二维运动导轨，将其ｙ坐标设置为固定值
时，对ｘ导轨全行程单向单次运动的扭摆误差进行标定，结果如图１２所示。在扫描全程内，指向误差幅值为

３６．３″，且能以低阶、完备、正交的周期性多项式进行拟合。选取傅里叶拟合形式，拟合多项为

ΔθＸ ＝ａ０＋ａ１ｃｏｓ（ ）ｄｗ ＋ｂ１ｓｉｎ（ ）ｄｗ ＋ａ２ｃｏｓ　２（ ）ｄｗ ＋ｂ２ｓｉｎ　２（ ）ｄｗ ＋…

ΔθＹ ＝ａ′０＋ａ′１ｃｏｓ（ ）ｄｗ ＋ｂ′１ｓｉｎ（ ）ｄｗ ＋ａ′２ｃｏｓ　２（ ）ｄｗ ＋ｂ′２ｓｉｎ　２（ ）ｄｗ ＋｛ …
， （１１）

式中ａｉ，ｂｉ，ａ′ｉ，ｂ′ｉ为拟合各项系数，ｗ为与导轨行程有关的常数因子，ｄ为ｘ导轨的水平位置坐标。图１２中拟
合多项式的最高阶次为５。

图１２ 经过标定的一条ｘ导轨的扭摆方向指向误差曲线

Ｆｉｇ．１２ Ｔｏｒｓｉｏｎａｌ　ｅｒｒｏｒ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｃｕｒｖｅ　ｏｆ　ａｎ　ｘ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ　ｒａｉｌ　ａｆｔｅｒ　ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ

利用傅里叶拟合，可以将指向误差中不同空间频率分量简单分开，便于进一步讨论高频与低频分量的影
响。拟合系数及拟合精度见表１，相关系数Ｒ＝０．９９９７。对拟合残差再次进行傅里叶拟合，其低阶项的系数
均在０．１″以下，可近似认为拟合残差不携带低阶信息。其中六阶项的系数最大，约为１″。

表１　傅里叶拟合系数与精度

Ｔａｂｌｅ　１　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｆｉｔｔｉｎｇ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓ　ａｎｄ　ａｃｃｕｒａｃｙ

Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　 ａ０ ａ１ ａ２ ａ３ ａ４ ａ５
Ｖａｌｕｅ／（″） １９．５４ －８．１８６　 ５．６７７ －２．６０４　 ０．６２３１　 １．２８６
Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　 ｂ１ ｂ２ ｂ３ ｂ４ ｂ５ ｗ
Ｖａｌｕｅ／（″） －１５．４６ －２．０２１　 ６．７４６　 ２．０１６　 １．６０１　 ０．００４９８３

　　对拟合结果的低阶项进行补偿，并代入残差中的六阶项进行仿真，结果如图１３所示，其中ｆＲＭＳ约为

０．０３４λ。由图可知，拟合结果比较理想，波前像差的均方根值的相对误差约为１％。经过标定与补偿，检测
技术的精度得到了大幅度提高，检测技术可以应用于工程实践。

仿真实验中选取的待检系统的波前像差均方根为０．０５λ，小于实际工程的０．０７λ，因此相同的指向误差
对实际检测精度的影响会小于对仿真中选取的系统的影响，仿真的结果对实际工程实践提供了理论指导。

４　结　　论
对基于斜率拟合波前的扫描哈特曼光学检测技术中扫描单元指向误差的影响进行了仿真分析，并对实

际光学系统的软件模型给出了仿真检测结果。研究表明，随机分布的高频指向误差对检测精度的影响较小，
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图１３ （ａ）高频周期性误差仿真结果及其 （ｂ）拟合残差

Ｆｉｇ．１３ （ａ）Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｉｔｈ　ｈｉｇｈ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ｅｒｒｏｒｓ　ａｎｄ　ｔｈｅｉｒ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ（ｂ）ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｅｒｒｏｒ　ｆｉｔｔｉｎｇ

一般的导轨系统精度可以满足工程应用要求。导轨自身以低阶形式存在的直线度误差对检测精度有较大影
响，在实际工程应用中应对其进行标定与多项式拟合，拟合后检测精度明显提升。
与其他大口径光学检测技术不同，这一检测技术对地基振动或轻微的气流扰动等高频误差源不敏感。

因此其在外场条件下有较大的应用空间，若能实现对扫描指向精度的高精度标定与补偿，将有望实现对大口
径光学系统的外场复检。但基于扫描法的检测技术存在检测周期长的问题，下一步研究应当通过合理规划
扫描单元结构以及优化运动轨迹来提高检测效率。
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